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504178-2026 - AlaywVvIONOG

lotravia — HAeKTpoVIKG OAOKANPWHEVA KUKAWHATA KAl HIKPOOUVOAX — Suministro, instalacion y
puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam Lithography tool up to 8-inch wafers
(UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de la UPV

OJ S 138/2026 21/07/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG

AyaBd

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopooia: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
Email: contratacion@upv.es
Nouikr gop@r) ayopaoTr): Opyaviopuog dnuoaciou dIKaiou TTou TEAEI UTTO TOV EAEYXO
TTEPIPEPEIOKNG APXNG
ApaoTnpidtnTa TNG avabétouoag apxne: Exkraideuon

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam
Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de
la UPV
Mepiypaon: La contratacidon objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar a
cabo la labor de investigacion y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de
mejorar las lineas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Union, para
permitir el desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia y
tecnologias de semiconductores de proxima generacién. A tal efecto, resulta necesario
proceder a la adquisicion, entre otros, de los siguientes equipos: 4 « UPV04 - Electron beam
lithography tool up to 8-inch wafers: Equipo de litografia por haz de electrones que expone
patrones en resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado.
Escribe caracteristicas con resolucion nanomeétrica segun disefio en archivo digital. Dedicado
a patronado de nanofabricacion, especialmente para mascaras y estructuras en foténica,
semiconductores y nanotecnologia. « UPV13 — SEM: Equipo de inspeccidn de superficies
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imagenes de resolucion nanométrica.
Permite obtener informacién morfolégica y de contraste superficial, asi como contraste
asociado a diferencias de composicion o numero atémico, en funcién de los detectores y
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrologia, inspeccion y validacién de proceso y
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrologia dedicada necesarios para la
fabricacion en linea piloto de circuitos fotonicos integrados hibridos. Esta capacidad permite
coordinar la definicion de parametros de exposicion y puntos de interés para metrologia
posterior, integrar la inspeccion SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricacion.
AvayvwpioTiké dladikaciag: 356bae2a-b081-40c6-8340-cfd1f38ad6df
EowTtepikd avayvwploTiko: MY26/ITEAM/S/55
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emtayxuveral: oxl
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21.1. ZKotrég
XapakTtpag NG ouppBaong: AyaBd
Kopia tagivopnon (cpv): 31712110 HAekTpoVIKA OAOKANPWHEVA KUKAWMPATA KAl JIKPOGUVOAQ

2.1.2. Tomog ekTéAeong
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Xwpa: lotravia

21.3. Aiia
EkTipwpevn aia xwpig GIA: 4 242 784,00 EUR

2.1.4. Tevikég TTAnpoPoOpPiEg
NouikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Ao6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: MNpoknpuén
2UYyKPOUGOT CUPQPEPOVTWY AOYW TNG CUPKETOXNS Tou 0Tn dladikagia ouvaywng Tng ouppaong:
Conflicto de intereses debido a que el licitador haya participado en el procedimiento de
contratacion objeto de este contrato.

5. MapTida

5.1. NaprTida: LOT-0000
Tithog: Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam
Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de
la UPV
Mepiypan: La contratacidon objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar a
cabo la labor de investigacion y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de
mejorar las lineas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Union, para
permitir el desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia y
tecnologias de semiconductores de proxima generacién. A tal efecto, resulta necesario
proceder a la adquisicion, entre otros, de los siguientes equipos: 4 « UPV04 - Electron beam
lithography tool up to 8-inch wafers: Equipo de litografia por haz de electrones que expone
patrones en resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado.
Escribe caracteristicas con resolucion nanométrica segun disefio en archivo digital. Dedicado
a patronado de nanofabricacion, especialmente para mascaras y estructuras en foténica,
semiconductores y nanotecnologia. « UPV13 — SEM: Equipo de inspeccién de superficies
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imagenes de resolucion nanométrica.
Permite obtener informacién morfolégica y de contraste superficial, asi como contraste
asociado a diferencias de composicion o numero atémico, en funcién de los detectores y
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrologia, inspeccion y validacién de proceso y
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrologia dedicada necesarios para la
fabricacion en linea piloto de circuitos fotonicos integrados hibridos. Esta capacidad permite
coordinar la definicion de parametros de exposicion y puntos de interés para metrologia
posterior, integrar la inspeccion SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricacién.
EowTtepikd avayvwplioTikd: MY26/ITEAM/S/55

5.1.1. ZKomog
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XapokTrpag NG ouppBaong: AyaBad
Kopia tagivounon (cpv): 31712110 HAeKTPOVIKA OAOKANPWUEVA KUKAWUATA KOl JIKPOTUVOAQ

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Xwpa: lotravia

5.1.3. EkTIpWMEVN SidpKEIa
Huepopnvia évapéng: 01/11/2026
Huepopnvia Agng didpkelag: 01/06/2029

5.1.6. Tevikég TTAnpoopieg
Kat’ amroKA€IOTIKOTNTA CUMHETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdoewy TTou XpnuatodoTeital ev OAw 1 ev Yépel atro Ta Taueia tng EE
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dNUooieg oupBaoclg (ZAY): éxi

5.1.7. Zrpatnyikég dnpooieg cUpPAOEI
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppfaocwv: Kauia otpaTtnyikr dnuooia cuupacn
Mpocéyyion yia T peiwon Twv TTEPIBAAAOVTIKWV ETTITITWOEWV: AAAN
MpowBoupEVOg KOIVWVIKOG OTOX0G: AAAN

5.1.9. Kpitpia emAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoyAc: MNMpokrpuén
Kpitipio: Mevikog €THO10G TCipOg
Meprypaer) Tou kpitnpiou emAoyng: Cifra anual de negocio

Kpitrpio: Ava@opég oe KaBopiouéveS TTapaddoEeI
Mepiypar) Tou Kpitnpiou etmAoynig: Trabajos realizados

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: MoidmnTa
Mepiypagry: DETECCION AUTOMATICA DE ALTURA Y CORRECCION DEL PLANO FOCAL.
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIBEG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 4
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypagr: ESTACION AVANZADA DE PRE-ALINEAMIENTO (PRE-ALIGNMENT STATION).
Katnyopia Tou kpitnpiou avdBeong Bdapog: Z1abuion (uépia, akpIBES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 10
Kpitipio:
Eidog: MoidmnTa
Mepiypaery: ESTACION DE VALIDACION DE RECETAS DE PROCESO (EMULADOR).
Katnyopia tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIBEG)
ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 10
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypagr: GENERADOR DE ESCANEO CON CORRECCION DE DISTORSION EN
TIEMPO REAL.
Katnyopia tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIREG)
ApIBUOGS KpITnpiou avabeong: 6
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Kpitipio:

Eidog: MoidmnTa

Mepiypagry: MODULO DE ROTACION E INCLINACION (TILT) PARA INSPECCION.
Katnyopia tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIBEG)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 4

Kpitipio:

Eidog: Tiun

Mepiypagry: OFERTA ECONOMICA: PRECIO.

KaTnyopia Tou kpitnpiou avdBeong Bdapog: Z1abuion (uépia, akpIBES)

ApIBudg kpitnpiou avabeong: 66

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupfdocewyv
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnuodaciag ocuuBaong: hitps://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvI=jayWHYFP59136J9Lctlsuw%3D%3D

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opoi1 utroBoANRG:
HAekTpOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AiguBuvaon yia uttoBoAR: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59I36J9L ctlsuw%3D%3D
MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV OI TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
IOTTAVIKA
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafns Twv poa@opwyv: 15/09/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwting
Aldpkela Katd TNV OTToia TTPETTEl VA TTAPAUEVEI IoXUouoa n TTpoc@opd: 2 Mrveg
NMAnpo@opieg OXETIKA pe TN dnudoIa atrocPpdayion:
Huepopnvia amooepdyiong: 16/09/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivi) wpa KevrpikAg Eupwting
Tomog: Sala Centro. Edificio Rectorado 12 planta. Universitat Politécnica de Valéncia.
‘Opol Tng ouppaong:
H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal aTo TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
Opol oxeTIKA Pe TNV ekTéEAEON TNG oUpPBaong: Ver apartado X del cuadro de caracteristicas .
HAeKTpOVIKH TIHOAGYNON: ETiTpéTTETal
Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
Oa xpnoipoTtroinBdei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: OXI

5.1.15. Texvikég
Zuuguwvia-trAaiolo:
Kauia cup@wvia-TAaiolo
MAnpo@opieg OXETIKA ME TO SUVAUIKO OUCTNUA AYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, SiauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyns: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia - Universitat
Politécnica de Valéncia
MAnpo@opieg oxeTIKA e TIG TTPoBeouieg emavetETaong: Advertir a los interesados que el
presente acto pone fin a la via administrativa. Contra el mismo se podra interponer recurso
Contencioso-Administrativo ante el 6érgano jurisdiccional competente de lo Contencioso-
Administrativo de la Comunidad Valenciana, dentro del plazo de dos meses contados desde
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el dia siguiente al de la recepcidn de la notificacion de la presente Resolucion. No obstante,
los interesados podran optar por interponer contra esta resolucion un recurso de reposicion,
en el plazo de un mes, ante el mismo 6rgano que la dictd, en cuyo caso no cabra interponer el
recurso Contencioso-Administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolucion expresa
o presunta de recurso de reposicion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 123 y sig. de
la ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo comun de las
administraciones publicas (BOE 2 de octubre de 2015). En los casos previstos en el articulo
44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, advertir a los
interesados que esta resolucién es definitiva en via administrativa y contra la misma podra
interponerse potestativamente recurso especial en materia de contratacion regulado en dicho
articulo, ante el 6rgano de contratacion de la Universitat Politécnica de Valéncia. El plazo de
interposicion sera de 15 dias habiles, contados a partir del siguiente a aquel en que se remita
la notificacion del acto impugnado. En los supuestos de financiacion por la U.E. (Fondos
NEXT GENERATION), el plazo de interposiciéon del recurso especial en materia de
contratacion, cuando proceda, sera de 10 dias naturales y se computara en la forma
establecida en el articulo 50.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dladikaciwy TTPooPUYAG: Rectorado
de la Universitat Politécnica de Valéncia - Servicio de Cotratacion. Edificio Rectorado de la
Universitat Politécnica de Valéncia

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaooia: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
ApiBudg karaxwpiong: 40000260000071
ApiBudg karaxwpliong: Q4618002B
M6éAN: Valencia
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 46022
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Xwpa: lomravia
MpdowTro emkoivwviag: Rectorado de la Universitat Politecnica de Valéncia
Email: contratacion@upv.es
TnAépwvo: 963877406
HAexTpovikr dieuBuvon: http://www.upv.es
MpowiA ayopaoTA: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=zIBD30X0P3g%3D
AAAa TTpOCWITTA ETTIKOIVWVIAG:
Etrionun ovouaooia: Servicio de Cotratacion. Edificio Rectorado de la Universitat Politécnica de
Valéncia
M6An: Valencia
TaxudpouIKOg KwdIKag: 46022
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Madrid (ES300)
Xwpa: lotravia
Email: contratacion@upv.es
TnAépwvo: +34 963877406
HAexTpovikn dieuBuvon: http://www.upv.es/entidades/CYO/
AAAa TTpOCWITTA ETTIKOIVWVIAG:
Etrionun ovouaaoia: Universitat Politécnica de Valéncia
M6éAN: Valencia
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 46022
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YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)

Xwpa: lotravia

HAexTpovikr dieuBuvon: http://www.upv.es/entidades/CYO/

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

Opyaviopog TTPocPUYNG

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

MAnpogopieg TTpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/EkDOON TTPOoKNpuENG: 21acecc3-2d68-4d54-8e06-23ad0f987¢c8a - 01
Eidog evtutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn oupBaong i ocuuBaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepounvia ammooToArg TN TTpokrpugng: 20/07/2026 10:30:18 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

FAWooeg oTIG oTToieC dIaTIBETAI £TTIONKA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: ICTTAVIKA

ApIBudg dnpoaoicuong TnNG TTpoknRpugns: 504178-2026

ApiBudc Teuxouc EE S: 138/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 21/07/2026
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